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１．概要（Summary） 

 光ファイバ     を用いた   光学   は空

間分解能が高く熱流入量も低いため半導体中 電子状

態を観察するため 強力な手法として最 注目を集めて

いる。[1] 光ファイバ     から照射される光 偏光

制御により、量子ホ ルカイラルエッジ状態 スピン状態

 観察が可能となると期待される。そ ためには真円度 

高い開口部を光    先端に作製することが重要であ

る。本研究では高い円偏向度 光を       から

照射し、スピン注入手法を確立することを目的とした。そこ

で NPF  集束イオンビ ムを用いて光ファイバ    

   細加工を行った。 

２．実験（Experimental） 

利用した装置 

・集束イオンビ ム照射装置（FIB） 

エッチングにより作製されたダ ルテ パ 構造を持

つ光ファイバ     にク ムを 150 nm 蒸着した。こ

 光ファイバ      先端に対し FIB を用いて Ga

イオンエッチングすることにより開口部を作製した。 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

Fig.1に作製した光ファイバ      走査型イオン

   像を示す。二重テ パ 型 突起 先端 黒い

部分が開口部である。光ファイバ     から円偏光を

出射するためには、こ 開口部 形状が軸対称に いこ

とが重要となる。本実験では FIB を使用することにより直

径約 150 nm 真円に い開口部を作製することに成功

した。こ 光ファイバ     を用いて右回り円偏光お

よび左回り円偏光を制御して、試料に照射することが可能

となった。また希釈冷凍機温度で量子ホ ル状態にある

試料に対しこ 光を照射し光起電圧を測定することでスピ

ン分裂した量子ホ ルカイラル端状態をマッピングするこ

とが可能となった。 

 

 

Fig. 1 Scanning ion microscope image of a near-field 

optical probe. 
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